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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  изучение  студентами  основных  физико-1.
химических явлений, лежащих в основе методов, являющихся базовыми в современной микро- и
нанотехнологии,  приобретение  знаний  по  современному  состоянию  и  перспективных
направлениях развития микро-  и  наноэлектроники,  их  элементной базы,  физическим основам
функционирования приборов микро- и наноэлектроники.

1.2. Задачи дисциплины

формирование  навыков  проведения  термодинамических  и  кинетических  расчетов1.
технологических процессов.

формирование  знаний  в  области  способов  нанесения,  удаления  и  модифицирования2.
вещества  на  микро-  и  наноуровне,  используемых  при  создании  компонентов  твердотельной
электроники и интегральных схем.

изучение  базовых  процессов  и  оборудования,  используемых  в  традиционной3.
микротехнологии, а также специфических процессов, позволяющих формировать структуры на
молекулярном  уровне  и  основанные  на  способности  к  самоорганизации,  селективности,
анизотропии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.11.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-2. Готов проводить
экспериментальные
исследования по
синтезу и анализу
материалов и
компонентов нано- и
микросистемной
техники

ПК-2.1. Знает методы синтеза наноматериалов и компонентов

ПК-2.2. Умеет выбрать и применить метод анализа материалов и
компонентов микрои наносистемной техники

ПК-2.3. Владеет основными методиками постановки и проведения
экспериментальных исследований
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ПК-4. Готов к
применению
современных
технологических
процессов и
технологического
оборудования на
этапах разработки и
производства изделий
микро- и
наноэлектроники,
твердотельной
электроники и
микросистемной
техники

ПК-4.1. Знает основное технологическое оборудование для производства
изделий микро-, нано- и твердотельной электроники

ПК-4.2. Умеет обосновывать выбор технологического процесса и
оборудования для его реализации

ПК-4.3. Владеет навыками практической работы на технологическом
оборудовании

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
6 семестр

1 Введение, цели и задачи дисциплины
2 Физико-химические основы процессов удаления вещества с поверхности твердой фазы –
подложки
3 Структуры элементов ИМС
4 Физико-химические основы процессов перераспределения вещества
5 Физико-химические основы эпитаксиальных процессов
6 Диэлектрические пленки в полупроводниковых ИМС
7 Физико-химические основы металлизации поверхности структур
8 Физико-химические основы процессов литографии в технологии микро- и наноэлектроники
9 Изоляция элементов ИМС
10 Типовые технологические процессы изготовления биполярных и МДП ИМС
11 Основы нанотехнологий


